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１．概要（Summary） 

チオール末端 PEG(ポリエチレングリコール)を金電極

に修飾し，PEG が金電極表面の誘電特性に与える影響

の評価を試みた．今回は，そのための金電極の作製と，

作製した金電極に対する PEG の修飾を評価した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー，イオンビームスパッタ装置， 

顕微ラマン分光装置 

【実験方法】 

Si ウェハに Ti-Au(約 100 nm)をスパッタし，レジスト塗

布後，ダイシングソーを用いて 1×1.1 cm 角に切削した．

それにより作製した電極が問題なく作用するかを交流イン

ピーダンス測定によって評価した．電解液は，リン酸緩衝

液(1×PBS)に K3[Fe(CN)6]，K4[Fe(CN)6]を 5 mM 溶解

させたものを用いた．続いて作製した金電極をピラニア溶

液で洗浄し，1 mM PEG2000-SH 水溶液に 5 h 浸漬す

ることで PEG 修飾を行った．PEG2000 を修飾した金電

極をラマン分光装置によって分析し，金電極に対する

PEG2000 の修飾評価を行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上記の方法で作成した金電極を用いて，交流インピー

ダンス測定を行った(Fig. 1)．結果より，K3[Fe(CN)6]，

K4[Fe(CN)6]の酸化還元による電荷移動課程と拡散課程

が検出されているため，金電極が問題なく作製されたこと

が確認された． 

 
Fig. 1 AC impedance measurement with fabricated 

gold electrodes. (Frequency:10 kHz - 100 mHz, 

Potential amplitude:10mV). 

 

続いて，作製した金電極に PEG2000 をチオール結合

により修飾し，ラマン分光測定を行った結果を Fig. 2 に示

す．結果として，チオール結合に由来するピークは観測さ

れなかった．この理由として，単分子膜以下の修飾密度で

あるため，顕微ラマン分光装置の分解能では測定できな

かったこと，金の蛍光ピークに隠れてしまった可能性が考

えられる． 

 

Fig. 2 Raman spectrum of a gold electrode modified 

with PEG2000-SH. 
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